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Was ist der Nanotechnologie-Verbund NRW?

= 2001 gegrindeter gemeinnitziger Verein bestehend aus mehreren Wissenschaftlern von flnf nordrhein-westfilischen
Universitdten (Bochum, Dortmund, Paderborn, Minster und Wuppertal)

Forderung der Nanotechnologie in der Forschung

Entwicklung von Verfahren der Manotechnologie

Bereitstellung von Werkzeugen fiir die Nanotechnologie

Unterstitzung zur Froduktentwicklung

Beratung zur Nanotechnologie

= Fiele des Vereins: -
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MANCIMPRINT-VERFAHREN, PROF. SCHEER

Mee & Fig, PROF. WIECK

SENSORIK, PROF. HILLERINGMANM

{Bergische Universitdl Wuppertal) {Ruhr-Universitat Bochum) (Universitat Paderborn)
» Mechanisch arbeiten- = Aufwachsen von AllnGaAs Hetero- Entwicklung, Herstellung, Charakteri-
des  Lithographiever- strukturen, Quantum-dots und -wires sigrung und  Anwendung  von
MW fahren, bei dem die mittels Malekularstrahlepitaxie (MBE) Sensoren und Mikrosystemen fir die
BN Strukturen eines Ori-  * Dotierung und  Strukturierung der Automatisierungstechnik mit  den
ginals (Stempel) in die MBE-Systeme mit Hilfe eines fokus- Forschungsschwerpunkten:  flexible
Oberflache einer Poly- sierten lonenstrahls (FIB), bestehend Elektronik, Energy Harvesting sowie
merschicht Gbertragen aus beliebigen Elementen des PSE integrierter Optik auf Silizium
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e ] KOMPETENZEN: HL . KOMPETENZEN:
Erforschung sowie | P I e :
= KOMPETENZEN: Entwickiun i : Silizium-Prozesstech-
ol bobves Nanoimprint und des- ’Chamk’lerigerung nik, . mikrosystem-
sen Kombination mit s ooy L technische Sensoren
klassischen Technolo- elektrischen Bau- und Prozesse sowie
gien alarantan RFID-Funketiketten
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VerFucrarEs EquienENT. Nanoimprint-Systeme, (Photo)Lithographie, Photolumineszenz (PL), MBE, FIB, FTIR-Spektrometer,
Ellipsometer, Transporimessplatze, Fertigungsanlagen fir die Mikrosystemtechnik, Rasterkraftmikroskopie, Klimakammer,
Druckkammer, REM + EDX, TEM + EELS, XF5, Elektronenspinresonanz, 30-Drucker (Extruder, Stereclithographie)
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MIKRO- & NMANOTECHNOLOGIEN, DR. KALLIS

(Technische Universitat Dortmund)

Herstellung mikromechanischer und
elektromechanischer Komponenten

}

MNANOSTRUKTUREN, PROF. LINDNER
(Universitat Paderborn)

Herstellung perodischer MNanostruk-
turen mittels Nanokugellithographie:
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EMBEDDED SYSTEMS, PROF. GLOSEKOTTER

(Fachhochschule Minster)

Energieeffiziente Schaltungsarchitek-
turen

mittels modemer Siliziumtechnologie plasmonische und = katalytische Energisautarke Sensorsysteme
und dessen monolithische Integration Metalldot-Arrays, Anti-dot Arays, Quelloffene  Entwicklungsumgebung
mit der CMOS-Mikroelektronik Halbleitemanosdulen & Nanodrahte, fiir 32-Bit Mikrocontroller
(Sensoren fir Druck, photonische Materialien Energy Harvesting
Beschleunigung, Drehraten, . Kowmpetenzen:  Dinnfilmsynthese Funksensometzwerke, RFID
Gaskonzentrationen, efc.) und — charakterisierung. analytische 3D-Oruck
* KoMmPETENZEN: CMOS-Technologie, REM- | TEM-
CMOS kompatible Eaualernente im Strukturana-
nm-Bereich, | lyse, Plasma- ” n ”
Mikromechanische ,._‘ und lonen-

Systeme (MEMS), =— L_ ity __|
Sensoren
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Kontakt: www.nanotech-nrw.de
hilleringmann@iese.org




